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１．概要（Summary） 

マイクロマシン技術で数μm の厚さのカンチレバー

を MEMS デバイスに集積化した. カンチレバーの先端

に探針を集積し, 作製したデバイスを透過型電子顕

微鏡内で動かすことで, 探針先端の接触部分の原子

レベルの変形をリアルタイムで観察した. 

２．実験（Experimental） 

微細加工ナノテクノロジープラットフォーム東京

大学拠点が所有する可変整形ビーム電子線描画装置

(アドバンテスト F5112)と,マスク作製用エッチング

装置を利用することでフォトマスクを作製できた. 

作製したフォトマスクをもとに MEMS デバイスを作

製した。MEMS デバイスはカンチレバーを静電アクチュ

エータで駆動させる設計(Fig.1). 

 

              Fig.1  MEMS device. 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

マイクロマシンの探針の先端に Ag を成膜し, Ag の摩擦

による変形を原子レベルの精度で観察した(Fig.2). 変形

の観察と同時に摩擦力をサブ nN の精度で計測した. 接

触箇所の接点が接触界面上を滑るように変形していた. 

滑り幅はAgの結晶の滑り面の隣接原子間隔と一致してい

たことから, Ag の結晶格子由来の滑りが発生していると考

えられる. このように本実験系の構築によって, 原子レベ

ルの滑りが見えるほどの精度で接触箇所の変形を観察で

きるようになり, さらにそのときの摩擦力の変化を同時に測

れることを実証した. 

Fig.2  TEM view after deformation. 
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